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Ablacidon laser como método para la remocidn de contaminantes en los electrodos de
los capacitores de Tantalio.
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Instituto Politécnico Nacional
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RESUMEN

Se llevara a cabo un estudio de los efectos de la ablacion laser en capacitores de Tantalio, la cual tendra como
objetivo la limpieza de espurios como lo son las rebabas del encapsulado y algunos tipos de 6xidos, esta limpieza
de impurezas se realizara mediante el laser de Nd: YAG 'y utilizando la técnica de micropulsos ultracortos, los
resultados seran caracterizados por LIBS (Espectroscopia de plasma inducido por laser) y también mediante
espectroscopia de energia dispersiva (EDS), esperando resultados satisfactorios y muy viables en dicha remocion.
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ABSTRACT

A study of laser cleaning of tantalum capacitors, which will aim to remove, dirties and impurities will be
performed using Nd: YAG laser applying ultrashort micro-pulses series. The results will be characterized by
LIBS (Laser-Induced Plasma Spectroscopy) and also by EDS (Energy-dispersive spectroscopy). In principle, we
hope to remove the dirtiness without damage to the surface due the selectiveness of laser ablation cleaning
process.
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